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核融合炉において熱負荷の制御は、最も重要

な課題の一つである。プラズマ非接触現象はプ

ラズマ－ガス相互作用により、プラズマ対向材

への粒子束、熱流を大きく低減させる現象であ

り、熱負荷制御の有力な手法として期待されて

いる。この時に生成されるプラズマは非接触プ

ラズマと呼ばれている[1, 2]。プラズマ対向材へ
の負荷制御には、非接触プラズマの物理的な理

解が重要である。これまで非接触プラズマ中の

電子温度、イオン温度は発光分光法やレーザー

トムソン散乱計測等により計測されているが

中性粒子温度は十分に計測がなされていない。

プラズマ中の中性粒子温度はドップラー広が

りを観測することで測定することが可能であ

るが、中性粒子温度は低温であるためドップラ

ー幅が狭く発光分光法を用いた計測は困難で

ある。本研究では、レーザー吸収分光を用いた

中性粒子温度計測系を構築し中性粒子温度計

測を行う。

図1にレーザー吸収分光計測系の概略図を示
す。ECDL(外部共振器型可変波長レーザー)の波
長は1083 nm(HeI:23S→33P)に調整されており、
波長計を用いてモニタリングしている。レーザ

ーのシングルモード発振はファブリペロー干

渉計で確認している。また、フォトディテクタ

1およびフォトディテクタ2はそれぞれプラズ
マを通過前、通過後のレーザー強度を測定して

いる[3]。これら2つのレーザー強度から透過光
の減衰率を表す吸収スペクトルが得られる。吸

収スペクトルの広がりは熱運動によるドップ

ラー広がりが主要であり、半値全幅から中性粒

子温度を測定することが可能である。

開発した計測装置の有効性を確認するため

に，日本大学所有の装置で生成した誘導結合型

プラズマに本計測装置を適用した（図2）。こ

の吸収スペクトルの半値全幅から中性粒子温

度は334 Kという結果が得られた。今後、名古
屋大学所有の直線型ダイバータプラズマ模擬

実験装置NAGDIS-IIにおいて形成される非接触
プラズマ中の中性粒子温度計測を行う。

図.1 計測装置概略図

図.2 吸収スペクトル
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